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Description

[0001] La présente invention a trait a un dispositif de
purification d’'un milieu gazeux chargé de particules de
toutes natures, telles que des particules de poussiére,
des particules organiques en suspension dans les gaz
d’échappement de toutes natures et notamment de mo-
teurs Diesel, ...

[0002] Il est plus particulierement destiné a étre utilisé
dans une installation industrielle, un établissement (h6-
pital, restaurant, ...) ou encore un batiment a usage d’ha-
bitation (maison, appartement), notamment sous la for-
me d’un dispositif mobile.

[0003] Le demandeur a déja proposé ce type de dis-
positif de traitement d’un milieu gazeux chargé de parti-
cules, mais destiné plus particulierement aux gaz
d’échappement d’'un moteur a combustion interne (cf.
notamment la demande de brevet WO 01/19525).
[0004] Ce dispositif de traitement comporte un électro-
filtre a effet couronne comportant une enveloppe longi-
tudinale de forme cylindrique dans laquelle s’étend un
passage longitudinal pour les gaz a traiter, une structure
émissive s’étendant longitudinalement au centre du pas-
sage et une structure collectrice s’étendant longitudina-
lement entre le passage et I'enveloppe et comportant
une pluralité de cavités formant des logements de pié-
geage des particules contenues dans le milieu gazeux,
la structure émissive comportant une pluralité de plaques
dentelées disposées transversalement a la direction lon-
gitudinale et formant des pointes dirigées vers la struc-
ture collectrice. Ces plaques dentelées sont toutes por-
tées par une tige reliée a un circuit fournissant une haute
tension stabilisée. Un autre dispositif de purification d’'un
milieu gazeux chargé de particules est décrit dans JP
S58 119355 A.

[0005] La présente invention vise a proposer un dis-
positif de ce type, convenant mieux aux usages mention-
nés ci-dessus, tout en restant efficace, et conduisant en
outre a d’autres avantages.

[0006] Elle propose, a cet effet, un dispositif de purifi-
cation d’'un milieu gazeux chargé de particules tel que
défini dans la revendication 1.

[0007] Grace a ces dispositions, la présente invention
propose un dispositif de purification optimisé sur le plan
de l'efficacité ainsi que des usages précités.

[0008] Il est en effet notamment possible d’orienter
chacune des structures émissives ou électrodes comme
on le souhaite, en particulier pour obtenir par exemple
des effets de production d’ozone ou non, de jouer avec
I’écoulement du milieu gazeux dans la chambre de filtra-
tion, voire de porter individuellement chacune des élec-
trodes a une tension différente.

[0009] Plus généralement, ces dispositions permet-
tent également de réaliser un dispositif facile a fabriquer
et aussi a entretenir qui, de surcroit, peut étre réalisé, en
tant que de besoin, sous la forme d’une structure com-
pacte.

[0010] Suivantdes dispositions particulieres, pouvant,
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le cas échéant, étre combinées entre elles :

- l'une au moins des structures émissives est montée
orientable dans la chambre de filtration
électrostatique ;

- chaque plaque se présente sous laforme d’une lame
pouvant étre vrillée ;

- chaque plaque présente, de partetd’autre d’'une sur-
face centrale de déflexion, des échancrures formant
entre elles lesdites pointes ;

- lequel les pointes sont disposées en quinconce le
long de deux bords opposés de chaque plaque ;

- les bords des plaques pourvus des pointes s’éten-
dent jusqu’au voisinage des structures collectrices,
en ne laissant subsister qu'un espace évitant la for-
mation d’arcs, dans une position dans laquelle les
plaques s’étendent perpendiculairement aux struc-
tures collectrices, paralléles entre elles ;

- chaque plaque comporte une tige en saillie sur cha-
cun de deux bords de montage opposés, pour le
montage de la plaque sur un support ;

- lesupportse présente souslaforme d’un cadre pour-
vu, pour la réception de chaque tige, d’'une ouverture
de passage de celle-ci ;

- chaque structure émissive est portée a haute ten-
sion, de préférence a une tension de l'ordre de 10
kV ;

- chaque structure collectrice est portée a haute ten-
sion, de préférence a une tension de l'ordre de 5kV ;

- les structures émissives sont alignées, suivant un
alignement paralléle aux structures collectrices ;

- chaque structure collectrice a une forme de parallé-
pipéde rectangle ;

- chaque structure collectrice comporte une plaque
collectrice montée sur un cadre et ayant au moins
un élément de raccordement a un circuit fournissant
une haute tension, isolé électriquement du cadre.

[0011] D’autres objets, caractéristiques et avantages
de la présente invention ressortent de la description qui
suit, faite en référence aux dessins annexés, sur
lesquels :

- lafigure 1 est une vue schématique en perspective
d'un dispositif de purification d’'un milieu gazeux
chargé de particules, conforme a la présente
invention ;

- lafigure 2 est une vue éclatée, a échelle différente,
des principaux éléments du dispositif de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en plan, schématique et a
échelle différente, d’'une structure émissive de ce
dispositif ;

- lafigure 4 est une vue schématique en perspective
d’un support de structures émissives selon un autre
mode de réalisation de la présente invention ; et

- lafigure 5 est une vue en plan, schématique, d’'une
structure émissive selon un autre mode de réalisa-
tion de l'invention.
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[0012] Le dispositif de purification 10 d’un milieu ga-
zeux chargé de particules faisant I'objet du mode de réa-
lisation des figures 1 a 3 est un dispositif indépendant,
qui peut étre monté sur roulettes. Il a une configuration
globale de parallélépipéde rectangle.

[0013] Dans un soucide mise en évidence de ses élé-
ments caractéristiques, ce dispositif de purification a été
représenté de fagon trés schématique sur ces figures.
[0014] L’assemblage de ses diverses pieces constitu-
tives n’a en particulier pas été représenté dans le détail,
car bien connu en soi de 'homme du métier.

[0015] Ce dispositif de purification 10 comporte, d’'une
maniére générale, une chambre de filtration électrosta-
tique 11 et des moyens d’aspiration 12 en aval de cette
chambre de filtration électrostatique, pour extraire de la
chambre le milieu gazeux débarrassé de ses particules.
[0016] En pratique, cette chambre de filtration élec-
trostatique 11 est, ici, interposée entre un compartiment
d’entrée 13 par lequel le milieu gazeux chargé de parti-
cules pénetre dans le dispositif et plus particulierement
dans la chambre de filtration électrostatique 11 et un
compartiment de sortie 14, a la faveur duquel sont logés
les moyens d’aspiration 12 et par lequel le milieu gazeux
débarrassé de ses particules est rejeté dans le milieu
environnant.

[0017] Selon la configuration de parallépipéde rectan-
gle du dispositif de purification 10, le compartiment d’en-
trée 13 comporte un cadre 15 porté par un fond 16 et
formé de quatre parois assemblées a angle droit dont
'une, 17, est perforée pour permettre au milieu gazeux
d’entrer dans le dispositif, ici par le dessous de la cham-
bre de filtration électrostatique 11.

[0018] Dans le cas du présent mode de réalisation, le
milieu gazeux chargé de particules pénétre ainsi dans le
dispositif de purification 10, selon une direction sensible-
ment perpendiculaire a celle d’écoulementdanslacham-
bre de filtration 11.

[0019] Avant de pénétrer dans cette chambre de filtra-
tion électrostatique, il traverse, ici, un préfiltre 18 destiné
a retenir les grosses particules. Il s’agit, par exemple,
d’un filtre en tricot métallique ou en métal étiré.

[0020] A I'extrémité opposée du dispositif de purifica-
tion 10, le compartiment 14 de sortie du milieu gazeux
débarrassé de ses particules comporte un caisson 19 en
forme de parallépipéde rectangle, dontla paroi supérieur
20 est perforée pour laisser passer ce milieu gazeux dé-
barrassé de ses particules.

[0021] Les moyens d’aspiration 12, qui se présentent
ici sous la forme d’un ventilateur, sont montés dans ce
caisson 19, au niveau de la face de celui-ci opposé a la
paroi perforée 20.

[0022] Le milieu gazeux s’écoule ainsi, horizontale-
ment dans le caisson d’entrée 15 puis verticalement jus-
qu’a la sortie du dispositif de purification 10.

[0023] Comme on peutle voir sur les figures 1 et 2, les
moyens d’aspiration 12 sont agencés directement a la
sortie de la chambre de filtration électrostatique 11 et
sont en communication fluidique avec celle-ci pour en
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aspirer le milieu gazeux.

[0024] Cette chambre de filtration électrostatique 11
comporte, ici, deux supports 21 de structures émissives
agenceés dans le passage que forme la chambre de fil-
tration électrostatique 11 entre une entrée dans celle-ci
(apres le préfiltre 18) et une sortie de celle-ci (juste avant
les moyens d’aspiration 12).

[0025] De part et d’autre de ces supports 21 de struc-
tures émissives, sont agencées des structures collectri-
ces 22 congues pour piéger les particules contenues
dans le milieu gazeux chargé de particules.

[0026] Chaque support 21 de structures émissives
comporte, plus précisément, une pluralité de structures
émissives 23 agencées dans le passage, 'une a la suite
de l'autre, entre I'entrée et la sortie de la chambre de
filtration électrostatique 11.

[0027] Chaque structure émissive 23 se présente sous
la forme d’une plaque, de préférence d’'une lame, ici au
nombre de cinq par support 21, congue pour forcer le
milieu gazeux chargé de particules a s’écouler au voisi-
nage des structures collectrices 22.

[0028] Chaquelame 23 comporte par ailleurs, a sa pé-
riphérie, des pointes dirigées 26 vers les structures col-
lectrices 22.

[0029] |l s’agit, plus précisément, comme on le voit
mieux sur la figure 3, d’'une lame 23 présentant, de part
et d’autre d’'une surface centrale de déflexion 24, des
échancrures 25 formant entre elles lesdites pointes 26.
[0030] lls’agit,ici,d’échancrures arrondies découpées
dans une plaque d’acier inoxydable de telle sorte a ce
que les pointes des deux bords opposés de la lame 23
munis de ces pointes 26 soient disposées en quinconce.
[0031] Chaque support 21 comporte deux profilés en
U 27 assemblés, parallélement I'un a l'autre et dos a dos,
par quatre entretoises 28 soudées, chacune, a un coin
du profilé en U 27. Il est a noter a cet égard que la qua-
trieme entretoise 28 n’est pas visible sur les figures.
[0032] Chaque lame 23 comporte, pour son montage
sur ce support 21, une tige 29 soudée sur chacun de
deux bords de montage opposés 30 qui s’étendent glo-
balement perpendiculairement aux bords des lames 23
munies des pointes 26.

[0033] Les profilés en U 27 sont pourvus, pour la ré-
ception des tiges 29, d'ouvertures de passage 31 de ces
tiges .

[0034] Le maintien en position sur le support 21 de

chacune des lames est obtenu, dans le cas du présent
mode de réalisation, au moyen de l'interposition d’un iso-
lateur 32 emboité, par complémentarité de formes (de
section carrée), dans une ouverture 31 et recevant, lui-
méme, une tige 29 de la lame 23.

[0035] Chaque tige 29 est, pour ce faire, filetée et en-
gagée dans un trou cylindrique central de l'isolateur 32
et fixée par un écrou (non visible sur les figures et logé
dans un trou de passage 36 de section carrée précédant
ce trou cylindrique dans l'isolateur et se terminant avant
ce dernier trou par une surface d’appui pour I'écrou), de
maniére a ce que chaque lame soit montée avec possi-
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bilité d’orientation angulaire dans la chambre de filtration
électrostatique 11.

[0036] Onnotera,ici, que dans d’autres modes de réa-
lisation, l'isolateur peut également étre protégé au moyen
d’une cloche et d’'une contre-cloche ou de déflecteurs, a
lamaniere de ce qui est décritdans la demande de brevet
citée ci-dessus (WO 01/19525). Cela permet en particu-
lier d’éviter les ponts électriques.

[0037] Chaque lame 23 formant une structure émissi-
ve est, ici, portée a une tension cathodique de 'ordre de
10 kV par un circuit fournissant une haute tension 33,
logé dans un coffret de commande 34 monté, dans le
cadre du présentmode de réalisation, dansle caisson 19.
[0038] Pourle piégeage des particules, chaque struc-
ture collectrice 22 comporte, dans le cadre du présent
mode de réalisation, un tricot métallique sous forme
d’'une plaque portée, ici, a une tension anodique de I'or-
dre de 5 kV, en étant relié a un circuit 35 fournissant une
haute tension, qui est également logé dans le coffret de
commande 34.

[0039] Pourleuralimentation en haute tension, les pla-
ques collectrices 22 peuvent étre montées dans un cadre
parl'intermédiaire de tiges traversant des ouvertures mé-
nagées dans ce cadre etinterposition d’isolateurs, d'une
maniere similaire de ce qui est prévu pour les lames 23
surleur support21. De ce fait, celan’a pas été représenté
sur les figures, dans un souci de simplification.

[0040] On notera néanmoins que la liaison au circuit
35 peut-étre obtenue par exemple avec une lame ressort
solidaire du caisson supérieur 19 et en contact avec une
tige de la plaque 22.La mise en ceuvre d’'une ou plusieurs
de ces lames peut aussi permettre de maintenirla plaque
en position au sein du dispositif et sa mise en place et
son retrait de celui-ci.

[0041] Dans le cas des plaques collectrices centrales
22, le maintien en place est assuré par leur agencement
entre les deux supports 21 (leur mise en place et retrait
est obtenu par simple coulissement).

[0042] Detellesdispositionsne sontpasreprésentées,
dans un souci de simplification, sur les figures 1 a 3, mais
peuvent étre aisément mises en ceuvre par I’homme du
métier a partir des explications précitées.

[0043] Le dispositif de purification conforme a la pré-
sente invention, tel que décrit notamment en référence
aux figures 1 a 3, s’avére ainsi particulierement modula-
ble, notamment grace au montage des lames 23 sur les
supports 21, 'une indépendamment de I'autre (et isolée
électriquement I'une de l'autre sur leur support). Cela
permet notamment d’orienter chacune des lames com-
me on le souhaite, en particulier pour produire de 'ozone
ayant un effet germicide sur les micro-organismes du
type virus et bactéries. Cette production d’'ozone peut
étre obtenue en orientant les lames 23 perpendiculaire-
ment aux plaques collectrices 22 , tandis qu’une orien-
tation différente de la perpendiculaire (on éloigne les
pointes des structures collectrices 22) arrétera ou dimi-
nuera cette production d’ozone.

[0044] Bien entendu, les lames 23 sont toujours orien-
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tées de telle sorte a former un angle non nul avec le plan
des plaques collectrices 22 qui s’étendent parallélement
'une a l'autre, les lames 23 étant elles-mémes alignées
suivant un alignement paralléle a ces mémes plans.
[0045] On notera encore que les bords des lames 23
pourvus des pointes 26, s’étendent jusqu’au voisinage
des plaques collectrices 22, en ne laissant subsister
qu’un espace évitant la formation d’arcs dans une posi-
tion dans laquelle les lames 23 s’étendent perpendicu-
lairement a ces plaques collectrices 22 soit, en pratique,
un espace de l'ordre d’'un millimetre pour 1000V de ten-
sion appliquée a la lame 23 correspondante.

[0046] En outre, des ions négatifs produits par l'ioni-
sation ayant lieu dans la chambre de filtration électros-
tatique sont égalementintéressants sur le plan des effets
thérapeutiques qu’ils peuvent engendrer.

[0047] On notera encore que la possibilité d’orienter
les lames 23 permet de jouer avec la vitesse du flux ga-
zeux s’écoulant dans la chambre de filtration électrosta-
tique 11.

[0048] Une porte 37 est, parailleurs, prévue pourisoler
les plaques collectrices 22 latérales du milieu environ-
nant, tout en pouvant y accéder pour les retirer du dis-
positif de purification 10 en vue de leur nettoyage.
[0049] Ce dispositif s’avere également aisé a fabri-
quer, par exemple a partir d’'une découpe et, le cas
échéant, d’'un pliage de plaques d’acier inoxydable.
[0050] Parailleurs, untel dispositif peut également étre
aisément mis en ceuvre dans des systemes déja exis-
tants.

[0051] Suivant une configuration inverse (il suffirait de
retourner le ventilateur et déplacer le préfiltre 18), I'air a
traiter pourrait étre aspiré par le haut et étre rejeté par le
bas du dispositif. Une telle configuration trouverait avan-
tageusement application dans les gaines de ventilation.
[0052] Il peutétre ajouté que le dispositif peut fonction-
ner verticalement, comme visible sur les figures 1 a 3,
ou horizontalement.

[0053] Selon une autre possibilité (voir figure 4), il peut
étre envisagé de mettre par exemple en ceuvre deuxran-
gées de structures émissives 23’, ici des plaques, s’éten-
dant cote a cote, de préférence parallélement I'une a
l'autre, dans le passage, avec une disposition en quin-
conce d’'une rangée par rapport al'autre. Un seul support
21’ est par ailleurs prévu dans le cadre de ce mode de
réalisation pour porter ces structures émissives 23’.
[0054] Selon encore un autre mode de réalisation des
structures émissives 23", représenté sur la figure 5, les
pointes 26" ne font pas salillie de la périphérie de chacune
des plaques, mais sont formées a l'intérieur de la plaque
correspondante, au moyen d’une découpe longitudinale
pratiquée dans celle-ci au voisinage de chacun de ses
bords longitudinaux.

[0055] Il s’agit plus précisément, de chaque cbté de la
plaque, d’'une découpe formant deux rangées d’échan-
crures arrondies 25", se faisant face etformant entre elles
les pointes 26" dirigées vers les structures collectrices.
Chaque découpe est en outre formée de sorte a ce que
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les pointes 26" des deux rangées soient disposées en
quinconce.

[0056] Bienentendu, la présente invention ne se limite
nullement aux modes de réalisation choisis et représen-
tés, mais englobe toute variante a la portée de 'homme
du métier.

[0057] En particulier, le dispositif conforme a l'inven-
tion pourrait comporter une lampe a rayonnement UV
agencée en amont de I'entrée de la chambre de filtration
électrostatique 11 (par exemple dans le caisson 15) pour
attirer et tuer des insectes, tels que des moustiques.
[0058] A I'extrémité opposée, un filtre de finition, par
exemple a base de charbon actif, en tricot métallique ou
métal étiré, peut également étre mis en ceuvre entre la
chambre de filtration électrostatique 11 et les moyens
d’aspiration 12.

[0059] Chaque structure collectrice peut par ailleurs
comporter une ou une succession de plaques en métal
étiré a la place du tricot métallique voire étre réalisée a
partir d’'une alternance de tricot métallique et de plaques
en métal étiré.

[0060] D’autres tensions peuvent également étre en-
visagées pour les structures émettrices et collectrices.
En particulier, il peut étre envisagé de porter, dans une
succession de plaques de métal étiré formant structure
collectrice, une plaque sur deux a une tension de I'ordre
de 5 kV et de mettre la suivante a la masse. Générale-
ment, les tensions sont choisies pour étre comprise entre
10 et 50 kV.

[0061] En fonction de la tension que I'on décide d’ap-
pliquer aux structures émissives et collectrices, le circuit
fournissant une haute tension fournira bien entendu une
haute tension positive ou négative.

[0062] Une autre possibilité pourrait étre de porter une
structure émissive sur deux a une haute tension positive
et 'autre a une haute tension négative, tandis que les
structures collectrices seraient mises a la masse ou une
haute tension positive.

[0063] On notera, par ailleurs, qu’un bati, réalisé a par-
tirde profilés, tels que des corniéres, peut venir compléter
le dispositif, par exemple pour son montage sur roulettes
ou la mise en place des plaques collectrices centrales
sur des rails en forme de U en vue de faciliter leur cou-
lissement.

[0064] Bien plus de deux supports de structures émis-
sives peuvent en outre étre envisagés.

[0065] En outre, chaque lame pourra, pour augmenter
les turbulences au niveau du flux aspiré, étre vrillée.

Revendications

1. Dispositif de purification (10) d’'un milieu gazeux
chargé de particules, comportant une chambre de
filtration électrostatique (11) ayant un passage pour
le milieu gazeux chargé de particules qui s’étend en-
tre une entrée de ce milieu dans la chambre (11) et
une sortie de cette derniére ; une pluralité de struc-
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tures émissives (23) agencées dans le passage,
I'une a la suite de I'autre entre I'entrée et la sortie de
la chambre (11); et, de part et d’autre de ces struc-
tures émissives (23), des structures collectrices (22)
sous la forme de plaques pour collecter les
particules ; chaque structure émissive (23) se pré-
sentant sous la forme d’'une plaque comportant, a
sa périphérie, des pointes (26) dirigées vers les
structures collectrices (22); caractérisé en ce que
chaque plaque des structures émissives (23) est
congue pour forcer le milieu gazeux chargé de par-
ticules a s’écouler au voisinage des structures col-
lectrices (23); chaque structure collectrice (22) com-
porte, pour piéger les particules contenues dans le
milieu gazeux chargé de particules, un tricot métal-
ligue et/ou une succession de plaques en métal
étiré ; et le dispositif (10) comporte en outre des
moyens d’aspiration (12) raccordés fluidiquement a
la sortie de lachambre (11) pour extraire de la cham-
bre (11) le milieu gazeux débarrassé de ses particu-
les.

Dispositif (10) selon la revendication 1, dans lequel
'une au moins des structures émissives (23) est
montée orientable dans la chambre de filtration élec-
trostatique (11).

Dispositif (10) selon la revendication 1 ou 2, dans
lequel chaque plaque des structures émissives (23)
se présente sous la forme d’'une lame pouvant étre
vrillée.

Dispositif (10) selon I'une quelconque des revendi-
cations 1 a 3, dans lequel chaque plaque des struc-
tures émissives (23) présente, de part et d’autre
d’une surface centrale de déflexion (24), des échan-
crures (25) formant entre elles lesdites pointes (26).

Dispositif (10) selon la revendication 4, dans lequel
les pointes (26) sont disposées en quinconce le long
de deux bords opposés de chaque plaque des struc-
tures émissives (23).

Dispositif (10) selon la revendication 4 ou 5, dans
lequel les bords des plaques des structures émissi-
ves (23) pourvus des pointes (26) s’étendent jus-
qu’au voisinage des structures collectrices (22), en
ne laissant subsister qu’'un espace évitant la forma-
tion d’arcs, dans une position dans laquelle les pla-
ques des structures émissives (23) s’étendent per-
pendiculairement aux structures collectrices (22),
paralleles entre elles.

Dispositif (10) selon I'une quelconque des revendi-
cations 1 a 6, dans lequel chaque plaque des struc-
tures émissives (23) comporte une tige (29) en saillie
sur chacun de deux bords de montage opposés,
pour le montage de la plaque des structures émis-
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sives (23) sur un support (21).

Dispositif (10) selon la revendication 7, dans lequel
le support (21) se présente sous la forme d’'un cadre
pourvu, pour la réception de chaque tige (29), d’'une
ouverture de passage de celle-ci.

Dispositif (10) selon I'une quelconque des revendi-
cations 1 a 8, dans lequel chaque structure émissive
(23) est portée a haute tension, de préférence a une
tension de I'ordre de 10 kV.

Dispositif (10) selon I'une quelconque des revendi-
cations 1 a 9, dans lequel chaque structure collec-
trice (22) est portée a haute tension, de préférence
a une tension de l'ordre de 5 kV.

Dispositif (10) selon I'une quelconque des revendi-
cations 1 a 10, dans lequel les structures émissives
(23) sont alignées, suivant un alignement paralléle
aux structures collectrices (22).

Dispositif (10) selon I'une quelconque des revendi-
cations 1 a 11, dans lequel chaque structure collec-
trice (22) a une forme de parallépipéde rectangle.

Patentanspriiche

1.

Vorrichtung zur Reinigung (10) eines mit Teilchen
beladenen gasférmigen Mediums, die eine elektro-
statische Filterkammer (11) umfasst, welche einen
Durchlass fiir das teilchenbeladene gasférmige Me-
dium aufweist, der sich zwischen einem Einlass die-
ses Mediums in die Kammer (11) und einem Auslass
aus dieser letzteren erstreckt; eine Vielzahl von
Emissionsstrukturen (23), die eine neben der ande-
ren zwischen dem Einlass und dem Auslass der
Kammer (11)indem Durchlass angeordnet sind; und
beiderseits dieser Emissionsstrukturen (23) Sam-
melstrukturen (22) in Form von Platten, um die Teil-
chen zu sammeln; wobei sich jede Emissionsstruk-
tur (23) in Form einer Platte darstellt, die an ihrem
Umfang Spitzen (26) umfasst, die zu den Sammel-
strukturen (22) gerichtet sind;

dadurch gekennzeichnet, dass jede Platte der
Emissionsstrukturen (23) so konzipiert ist, dass sie
das teilchenbeladene gasformige Medium dazu
zwingt, in der Nahe der Sammelstrukturen (23) zu
stromen; wobei jede Sammelstruktur (22), um die in
dem teilchenbeladenen gasformigen Medium ent-
haltenen Teilchen zu fangen, ein Metallgewebe
und/oder eine Abfolge von Platten aus Streckmetall
umfasst; und die Vorrichtung (10) weiter Saugmittel
(12) umfasst, die fluidisch mit dem Auslass der Kam-
mer (11) verbunden sind, um das von seinen Teil-
chen befreite gasférmige Medium aus der Kammer
(11) abzuziehen.
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Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, wobei mindes-
tens eine der Emissionsstrukturen (23) ausrichtbar
in der elektrostatischen Filterkammer (11) montiert
ist.

Vorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2, wobei sich
jede Platte der Emissionsstrukturen (23) in Form ei-
ner Lamelle darstellt, die verdreht sein kann.

Vorrichtung (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
wobei jede Platte der Emissionsstrukturen (23) bei-
derseits einer zentralen Ablenkflache (24) Einbuch-
tungen (25) aufweist, die zwischen sich die Spitzen
(26) bilden.

Vorrichtung (10) nach Anspruch 4, wobei die Spitzen
(26) entlang von zwei gegentuberliegenden Randern
jeder Platte der Emissionsstrukturen (23) versetzt
angeordnet sind.

Vorrichtung (10) nach Anspruch 4 oder 5, wobei sich
die Rénder der Platten der Emissionsstrukturen (23),
die keine Spitzen (26) aufweisen, bis in die Nahe der
Sammelstrukturen (22) erstrecken, wobei an einer
Stelle, an der sich die Platten der Emissionsstruktu-
ren (23) senkrecht zu den Sammelstrukturen (22)
parallel zueinander erstrecken, nur ein Raum belas-
sen wird, bei dem die Bildung von Bégen vermieden
wird.

Vorrichtung (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
wobei jede Platte der Emissionsstrukturen (23) an
jedem von zwei gegeniberliegenden Montageran-
derneinenvorstehenden Schaft (29)fir die Montage
der Platte der Emissionsstrukturen (23) an einer Hal-
terung (21) umfasst.

Vorrichtung (10) nach Anspruch 7, wobei sich die
Halterung (21) in Form eines Rahmens darstellt, der
fur die Aufnahme jedes Schafts (29) mit einer Durch-
lassoffnung fur diesen versehen ist.

Vorrichtung (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 8,
wobei jede Emissionsstruktur (23) auf hohe Span-
nung, vorzugsweise auf eine Spannung in der Gro-
Renordnung von 10 kV, gebracht wird.

Vorrichtung (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 9,
wobei jede Sammelstruktur (22) auf hohe Span-
nung, vorzugsweise auf eine Spannung in der Gro-
Renordnung von 5 kV, gebracht wird.

Vorrichtung (10) nach einem der Anspriiche 1 bis
10, wobei die Emissionsstrukturen (23) in einer zu
den Sammelstrukturen (22) parallelen Ausrichtung
ausgerichtet sind.

Vorrichtung (10) nach einem der Anspriiche 1 bis
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11, wobei jede Sammelstruktur (22) die Form eines
rechteckigen Parallelepipeds aufweist.

Claims

Device (10) for purifying a particle-laden gaseous
medium, including an electrostatic filtering chamber
(11) having a passage for the particle-laden gaseous
medium which extends between an inlet of this me-
dium into the chamber (11) and an outlet thereof; a
plurality of emitting structures (23) arranged in the
passage, one after another between the inlet and
the outlet of the chamber (11); on either side of these
emitting structures (23), collecting structures (22) in
the form of plates for collecting the particles; each
emitting structure (23) being in the form of a plate
including at the periphery thereof, tips (26) directed
towards the collecting structures (22); character-
ised in that each plate of the emitting structures (23)
is designed to force the particle-laden gaseous me-
dium to flow in the vicinity of said collecting structures
(23); each collecting structure (22) includes, for trap-
ping the particles contained in the particle-laden gas-
eous medium, a metallic fabric and/or a series of
drawn metal plates; and the device (10) includes suc-
tion means (12) fluidically connected to the outlet of
the chamber (11) for extracting the gaseous medium
cleared of the particles thereof from the chamber.

Device (10) according to claim 1, wherein at least
one of the emitting structures (23) is orientably
mounted in the electrostatic filtering chamber (11).

Device (10) according to claim 1 or 2, wherein each
plate of the emitting structures (23) is in the form of
a strip capable of being twisted.

Device (10) according to any one of claims 1 to 3,
wherein each plate of the emitting structures (23)
has, on either side of a central deflection surface
(24), notches (25) forming said tips (26) therebe-
tween.

Device (10) according to claim 4, wherein the tips
(26) are disposed in staggered rows along two op-
posite edges of each plate of the emitting structures
(23).

Device (10) according to claim 4 or 5, wherein the
edges of the plates of the emitting structures (23)
provided with the tips (26) extend up to in the vicinity
of the collecting structures (22), only allowing a
space preventing arc formation to remain, in a posi-
tion wherein the plates of the emitting structures (23)
extend perpendicularly to the collecting structures
(22), parallel with one another.
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Device (10) according to any one of claims 1 to 6,
wherein each plate of the emitting structures (23)
includes a rod (29) projecting onto each of two op-
posite mounting edges, for mounting the plate of the
emitting structures (23) on a support (21).

Device according to claim 7, wherein the support (21)
is in the form of a frame provided, for receiving each
rod (29), an opening for the passage thereof.

Device (10) according to any one of claims 1 to 8,
wherein each emitting structure (23) is carried to a
high voltage, preferably to a voltage of the order of
10 kV.

Device (10) according to any one of claims 1 to 9,
wherein each collecting structure (22) is carried to a
high voltage, preferably to a voltage of the order of
5 kV.

Device (10) according to any one of claims 1 to 10,
wherein the emitting structures (23) are aligned, ac-
cording to an alignment parallel with the collecting
structures (22).

Device (10) according to any one of claims 1 to 11,
wherein each collecting structure (22) has a rectan-
gular parallelepiped shape.
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